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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

超伝導トンネル接合 (通称：STJ) 検出器は、現在主流の半導体検出器より高エネル
ギー分解能、高スループットであり、今後の材料開発への応用が期待される。しか
し、現在の検出器の性能はエネルギー分解能の理論値と比べてまだ見劣りしており、
また、低エネルギー領域に発生するノイズにより軽元素の分析が困難であるという
問題を抱えており、更なる性能の向上が必要となる。

実験
Experimental

ノイズの低減に向けた構造として、Si基板とSTJの間にメンブレンを形成し、Si基板
除去による案を考えた[1]。このSTJを超伝導蛍光X線検出器付走査電子顕微鏡(SC-
SEM)に搭載し、加速電圧10 kVでFeサンプルを分析した。

結果と考察
Results and Discussion

得られたスペクトルを図１に示す。6.4 keV付近にFe-Kα線と思われるピークを検
出した。同様に、7.0 keV付近にFe-Kβ線と思われるピーク、700 eV付近にFe-Lα
線と思われるピークを検出した。6.0 keV付近に見られるピークはSTJ検出器で見ら
れるアーティファクトピークであると思われる。また、500 eV付近に見られるピー
クはO-Kα線であると思われる。今回作製したメンブレンSTJはSi基板で発生するノ
イズの影響を低減できていると考えられる。
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